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Desde la configuracion de la muestra hasta la completa adquisicion de
imagen de escaneo, medicion y analisis, el Park NX10 le ahorra tiempo a
cada paso. Con mayor tiempo y mejores datos, usted puede concentrar su
trabajo en su investigacién innovadora.
A
Incremente su productividad con nuestro potentemente
[T versatil microscopio de fuerza atémica
X2 () . . . . .
h . l6gica lid (lisis de fall El microscopio Park XE15 posee muchas capacidades especiales que lo hacen ideal para
La herramienta nano metro 99'cat_' er Pa': ana 'S'ts é1a OJ‘ € laboratorios compartidos en los que se manejan distintos rangos de muestras, o en los
Investigacion de muestras grandes que se tienen investigadores realizando diversos experimentos, e ingenieros en analisis de
Como Ingeniero en Andlisis de Fallos, se espera que usted entregue resultados. No fallos trabajando con placas. Su buen precio y su amplia gama de caracteristicas lo hacen
hay lugar a errores de datos causados por sus herramientas. ElI microscopio Park uno de losmicroscopios AFM de muestras grandes mas valorados dentro de la industria.
NX20, con su reputacién como el microscopio AFM de muestras grandes mas preciso
del mundo, esta altamente valorado en la industria de semiconductores y discos
duros por su exactitud de datos.
.} ®
NX-Big La opcion econdmica para la investigacion innovadora
Descubra el fenémeno fisioldgico a nanoescala de células vivientes Park microscopio Park XE7 tiene toda la tecnologia de Ultima generacion

que usted espera de Park Systems, todo esto a un precio accesible.
Disefiado con la misma atencion a los detalles que nuestros modelos méas
avanzados, el microscopio XE7 permite que usted haga su investigacion
a tiempo y dentro del presupuesto.

Como cientifico bioldgico, usted desea ver como se ven algunos materiales bioldgicos a una
resolucion de nanoescala, y su textura bajo condiciones liquidas y protegidas. El microscopio
Park NX-Bio le permite hacer esto con su innovadora adquisicion de imagen en liquido de
Scanning lon Conductance Microscopy (SICM) y su altamente aclamada tecnologia de
Microscopio de Fuerza Atomica (AFM).
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Escaner Park XY

A diferencia de los sistemas microscopicos AFM convencionales de hoy en dia, los AFM de Park emplean un escaner XY flexible, el cual se mueve de forma
lateral independiente del movimiento vertical en Z. Esta arquitectura AFM provee una mayor exactitud y precision, libre del efecto de curvatura y de distorsiones
ortogonales encontradas en escaneres de piezo-tubo.

Escaneo de movimiento plano
El escaner Park XY consiste de bandas flexibles simétricas 2-D y pilas de piezoeléctricos de alta potencia.
Esto provee una eliminacién del efecto de movimiento fuera de plano, eliminando virtualmente defectos topogréficos en los datos del AFM.

Retroalimentacion de enlace cerrado

El escaner Park XY puede ser operado en circuito cerrado o circuito abierto. En el control de enlace cerrado, el movimiento intrinseco no lineal del escaner XY,
es corregido en ese mismo momento para un posicionamiento y escaneo preciso. Con esta caracteristica junto a la reduccion de ruido en el sensor de
posicionamiento XY del escaner Park XY, se puede resolver adquisicion de imagen a sub nanoescala sin perder el control lineal.

Retroalimentacion Dual-servo

La retroalimentacion Dual-servo, emplea cuatro sensores de retroalimentacion; dos para cada direccion X e Y, las cuales permiten cubrir reas de escaneo mas
amplias de hasta 100um sin desviacion. Las sefiales de los cuatro sensores proveen al escaner XY con control de retroalimentacion, la cual elimina cualquier
movimiento no deseado.

Compatible con SmartScan™

El SmartScan Park cuenta con una funcion Auto que permite al usuario adquirir imagenes AFM de calidad altamente profesional con solo 3 clicks:
Setup, Position, Scan. El escaner Park XY tiene un ancho de banda con alta frecuencia de resonancia, lo cual le permite al SmartScan escanear a altas
velocidades, adaptandose a las variaciones topograficas en ese mismo momento.

NX10
Escaneres XY NX10
 Rango de escaneo XY: 10 um, 50 umy 100 pm (tipico)
e Control de retroalimentacion de enlace cerrado para posicionamiento XY preciso
e Compatible con SmartScan™
50 pm XY scanner e Control de posicion XY 20-bit y sensor de posicion 24-bit
X 2(

Escaneres XY NX20

 Rango de escaneo XY: 20 um, 50 umy 100 pm (tipico)

e Control de retroalimentacion de circuito cerrado Dual-servo para posicionamiento
XY preciso(solo escaner XY 50 pmy 100 pm)

e Compatible con SmartScan™

100 pm XY scanner o Control de posicion XY 20-bit y sensor de posicion 24-bit
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Escaneres XY XE7

e Rango de escaneo XY: 10 um, 50 ymy 100 pm (estandar)
e Control de retroalimentacion de enlace cerrado para posicionamiento XY preciso
e Control de posicion XY DAC3x16-bit y sensor de posicion XY 16-bit

Escaneres XY XE15

e Rango de escaneo XY: 100 pm (estandar)
e Control de retroalimentacion de enlace cerrado para posicionamiento XY preciso
e Control de posicion XY DAC3x16-bit y sensor de posicion XY 16-bit

NX-BIQ

Escaneres XY NX-Bio

e Rango de escaneo XY: 100 pm (estandar)

e Control de retroalimentacion de enlace cerrado para posicionamiento XY preciso
e Compatible con SmartScan™

e Control de posicion XY DAC3x16-bit y sensor de posicionXY 16-bit
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Park AFM Opciones y Accesorios
Cabezal Park AFM

El cabezal del microscopio AFM sostiene la sonda del microscopio AFM, la cual escanea la topografia y mide distintas propiedades fisicas de la muestra. El
cabezal del microscopio AFM es capaz de responder rapidamente a cambios en los movimientos del escaner Z. También se puede actualizar de forma facil
para satisfacer las necesidades de los distintos modos y opciones.

IXE15 IXE7 |
Cabezales SLD XE AFM

e Estructura guiada con bandas flexibles, manejadas por multiples pilas piezoeléctricas
® Rango de escaneo en Z: 12y 25 ym

Escaner independiente * Control de posicion XY DAC3x16-bit y sensor de posicion XY 16-bit
El cabezal del microscopio Park AFM esté en el escaner Z, el cual es fisicamente independiente del escaner XY. El movimiento independiente de Z con * Bajo acoplamiento SLD a 830 nm para deteccion de deflexion del cantiléver

respecto al de XY, le permite al Park AFM responder de manera réapida a los cambios de altura. Asi también, esta libre de problemas de ruido que por lo e Sequro de cabezal para facil instalacion/desinstalacion
general se presentan en escaneres de estructura compuesta XYZ.

Frecuencia resonante m m

El rendimiento de retroalimentacion de la medicién topografica del microscopio AFM, depende altamente de la frecuencia de resonancia del escaner Z; el

rango en el que la sonda microscopica AFM vibra y se mueve para sequir la superficie de la muestra. El escaner dedicado de guia con bandas flexibles del .

Cabezales SLD o6ptico XE AFM

e Acceso Optico desde parte lateral de un lente objetivo

® Rango de escaneo en Z: 12y 25 pm

e |as otras caracteristicas son idénticas a los cabezales SLD XE AFM no dpticos (estandares)

cabezal del microscopio Park AFM, maneja la sonda a un rango mas rapido a comparacion de los encontrados en los escaneres de tubo.

Deteccion de deflexion del cantiléver

El cabezal delmicroscopio Park AFM provee mediciones topograficas espectroscopicas precisas a través de su sistema de deteccion de deflexion del cantiléver.
La interaccion topogréfica de la sonda con la superficie de la muestra es monitoreada por un haz de luz generado por un diodo de luz o un laser. Como el
laser es propenso a interferencia de defectos, se adapta un diodo stper luminoso (SLD) para mediciones precisas topograficas y espectroscopicas F-d.

mm

NX10 INX2Q
Cabezal estandar NX AFM Adaptador de cabezal XE para HysitronTriboscope

e Adaptador de cabezal para microscopios AFM Series-XE para integrarlos con TS 75 o Hysitron, Inc
e Estructura guiada con bandas flexibles, manejadas por multiples pilas piezoeléctricas

e Rango de escaneo en Z: 12 pm

e Control de posicion XY DAC3x16-bit y sensor de posicion XY 16-bit

e Seguro de cabezalpara fécil instalacion/desinstalacion

e Estructura guiada con bandas flexibles, manejadas por mltiples pilas piezoeléctricas
e Rango de escaneado en Z: 15 pym

e Control de posicion en Z 20-bit y sensor de posicion en Z 24-bit

® Bajo acoplamiento SLD a 830 nm para deteccion de deflexion del cantiléver

e Montura de cabezal de deslizar-para-conectar para facil instalacion/desinstalacion

e e
O W%}
”-»Q}JI'

Cabezal de largo alcance NX AFM Cabezal de Scanning lon Conductance Microscopy (SICM)

e Cabezal SICM con seguro de pipeta para la sonda

e Estructura guiada con bandas flexibles, manejadas por multiples pilas piezoeléctricas
® Rango de escaneo en Z: 25 pm

e Control de posicion en Z 20-bit y sensor de posicion en Z 24-bit

 Montura de cabezal de deslizar-para-conectar para facil instalacion/desinstalacion

e Cabezal NX AFM para el rango extendido de 30 um de rango de escaneo en Z

e Estructura guiada con bandas flexibles, manejadas por multiples pilas piezoeléctricas
e Control de posicion en Z 20-bit y sensor de posicion en Z 24-bit

® Bajo acoplamiento SLD a 830 nm para deteccion de deflexion del cantiléver

e Montura de cabezal de deslizar-para-conectar para facil instalacion/desinstalacion

Adaptador de cabezal NX para HysitronTriboscope Cabezal AFM de 25 pm de alta velocidad

e Estructura guiada con bandas flexibles, manejadas por multiples pilas piezoeléctricas
e Rango de escaneo en Z: 25 um

e Adaptador de cabezal para microscopios AFM Series-NX para integrarlos con TS 75 o Hysitron, Inc
e Estructura guiada con bandas flexibles, manejadas por multiples pilas piezoeléctricas

® Rango de escaneo en Z: 15 pym e Control de posicion en Z 20-bit y sensor de posicion en Z 24-bit

o Control de posicién en Z 20-bit y sensor de posicion en Z 24-bit . * Bajo acoplamiento SLD a 830 nm para deteccion de deflexion del cantiléver

* Bajo acoplamiento SLD a 830 nm para deteccion de deflexion del cantiléver ¢ Montura de cabezal de deslizar-para-conectar para facil instalacion/desinstalacion
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Platina Park XY

El disefio y construccion de la platina Park XY, permite el posicionamiento preciso de la muestra en direcciones horizontales, facilitando asf la localizacion
del &rea de interés. Ademas, la platina motorizada Park XY puede volver a visitar posiciones exactas con micrémetros de repetibilidad, para aplicaciones
con multiples regiones de interés. Esto es muy importante, ya que las muestras de tamafio grande no sdlo son dificiles para adquirir imagenes, sino que
también son dificiles de localizar previamente el drea de interés. Esto es vital, por ejemplo, en muestras de semiconductores en los que la superficie de la
placa de silicio lleva un cierto patrén, habiendo multiples dreas de interés definidas por coordenadas; este tipo de trabajo es facilmente accesible para
nuestra platina motorizada XY.

Resolucion
La resolucion, o el paso de tramo de la platina, es la unidad mas pequefia de cambio de posicion que la platina puede hacer.

Para un control de movimiento preciso, la posicion de la platina es monitoreada con un codificador, y su exactitud es expresada mediante su repetibilidad.

Repetibilidad
La repetibilidad muestra cuan lejos se puede desviar la posicién de la platina con respecto a la posicion deseada.
La buena repetibilidad permite una navegacion eficiente y exacta hacia la posicion de objetivo.

\NX2(

Platinas motorizadas XY para Park NX20

e Platina motorizada de muestras controlada por Software para posicionamiento de muestras en la direccion XY
e Rango de viaje de Platina: 150 mm y 200 mm
e Paso de viaje de Platina: 0.6 um

| XE15 |

Platinas motorizadas XY para Park XE15

e Platina motorizada de muestras controlada por Software para posicionamiento de muestras en la direccion XY
e Rango de viaje de Platina: 150 mm y 200 mm
e Paso de viaje de Platina: 1 pm

[XE15 INX2C

Platinas motorizadas XY para Park NX10

e Platina motorizada de muestras controlada por Software para posicionamiento de muestras en la direccion XY
 Rango de viaje de Platina: 20 mm
e Paso de viaje de Platina: 0.6 pm
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Platinas manuales XY para Park XE7

e Platina de muestras de precision manual para posicionamiento de muestras en la direccion XY
 Rango de viaje de Platina: 13 mm

Precision Encoders para platina motorizada XY

® Platina con codificador XY para mayor precision de movimiento de Platina XY con mejor repetibilidad
e Resolucion encoder: 0.5 pm
o Repetibilidad de posicion de Platina: 2 pm (unidireccional), 3 pm (bidireccional)

Platinas motorizadas XY para Park NX-Bio

e Platina motorizada de muestras controlada por Software para posicionamiento de muestras en la direccién XY
 Rango de viaje de Platina: 5 mm
e Paso de viaje de Platina: 0.5 um
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Optica de vision
Park provee varias opciones de vision, que le permiten ver y localizar el drea exacta de interés dentro de la muestra de manera
mucho mas facil. Es facil tomar por sentado la importancia de la vision dptica, aunque ésta contribuya en gran medida en la

productividad investigacion. La dptica de vision de Park provee una resolucion dptica tan alta como 1 um o mejor,
sin comprometer el campo de vision.

NX10 IXE15 |

1.2 MP CCD
. e Campo de vision: 480 pm x 360 pm (con lentes objetivos de 10x)

e Tamafio de pixel: 1.2 MP

(XE15 I XE7
5 MP CCD

e Campo de vision: 840 pym x 630 pm (con lentes objetivos de 10x)
e Tamafio de pixel: 5 MP

Optica de vista superior para Bio AFM

e Vista intuitiva directa on-axis de la muestra desde la parte superior
e Incluye lentes objetivos 4x (0.076 N.A.)

e Campo de vision: 1200 x 900 um

e Tamafio de pixel: 1.2 MP CCD camera

XE15 I XE7

Lentes objetivos 20x

e Resolucion: 1 um (0.28 N.A.)
e |ntercambiable con lente objetivo de 10x
e Campo de vision: 840 pm x 630 pm (con lentes objetivos de 10x)

NX10 ANX20

Lentes objetivos 20x para Cabezal de largos tramos NX AFM

e Lentes objetivos 20x con largas distancias de trabajo para Cabezal de largos tramos NX AFM
— e Campo de vision: 240 pm x 180 pm
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Soporte de muestras

El soporte de muestras le permite colocar varios tipos de muestras para la medicién del microscopio AFM.
Provee facilidad para acceder y asegurar la muestra.

Porta muestras multiple

® Bandeja de muestras para cargar multiples muestras pequefias para escaneo secuencial automatico
e Hasta 16 muestras de menos de 10mm x 10mm, con 20mm de grosor cada una
e Peso de la muestra: menos de 200g (en total)

Porta muestras 150-mm Vacuum

e Tamafio de muestras: placas de 2, 4, 6 in, y hasta 10 x 10mm de forma arbitraria, 20mm de grosor
e Peso de la muestra: menos de 500g

Porta muestras inclinado

* Bandeja de muestras que inclina la muestra para medir los bordes
- Angulo de inclinacién: 10, 15y 20°
- Tamafio de muestras: 20 mm x 20 mm, 2 mm de grosor
- Peso de la muestra: menos de 200g

m

Soporte de muestra no magnético

e Un soporte de muestras para sostener muestras en la parte superior del escaner XY, por medio de clips
® Recomendado para muestras magnéticamente sensibles

Soporte de muestra Snap-In

e Un soporte de muestras para sostener muestras en una posicion repetitiva
e Repetibilidad de posicionamiento: 5 pm en direccion X'y en direccion Y

Soporte de muestra Cross-sectional (transversal)

e Un soporte de muestras para montar verticalmente una muestra transversal sostenido mediante un clip metalico
e Grosor permitido de la muestra: 3 mm méximo
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Opciones de control de ruido

Park provee opciones de control de ruido para satisfacer las necesidades de aislar a su AFM de vibraciones mecanicas del suelo, vibraciones acusticas, y
disturbio de luces del ambiente. Las mediciones a nanoescala son altamente susceptibles al mas leve ruido del ambiente que rodea al AFM. Aunque es
recomendable instalar el microscopio en un lugar aislado, esto no siempre es practico o posible. La opcién de control de ruido de Park le provee la opcion
aislamiento acustico ideal para proteger su AFM de estos ruidos.

Aislamiento acustico

NX2(0
Aislamiento acustico 202

e Caja de aislamiento actstico de ambiente para bloquear ruido acdstico y luminoso externo

o (Opcional) Estabilizacion de Temperatura para minimizar el efecto de deformacion térmica del cuerpo del AFM
® Dimension: 820 x 920 x 1345 mm (exterior)

e Peso: 351 kg (incluyendo el peso del sistema)

NA1(

Aislamiento acustico 203

e Caja de aislamiento actstico de ambiente para bloquear ruido aclstico y luminoso externo

e (Opcional) Estabilizacion de Temperatura para minimizar el efecto de deformacion térmica del cuerpo del AFM
e Dimension: 700 x 800 x 1300 mm (exterior)

e Peso: 300 Kg

XE15 I XE7 |

Aislamiento acustico 201

e Caja de aislamiento acUstico ambiental para bloquear ruido acustico y luminoso externo
e Dimension: 820 x 920 x 1345 mm (exterior)
e Peso: 351 Kg

Aislamiento acustico 101

e (Caja de aislamiento acustico ambiental para bloquear ruido actstico y luminoso externo
e Dimension: 510 x 655 x 720 mm (exterior)
 Peso: 44.6 Kg
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NX-BIQ

Aislamiento acustico 301

e Disefiado exclusivamente para el NX-Bio, el acstico ambiental Integrado para Bio AFM, asila los sistemas
de ruidos acUsticos y luminosos externos, asi como vibraciones de superficie para un rendimiento éptimo.
e Incluye sistema de aislamiento de vibracion activo con retroalimentacion de velocidad
directa para cancelar vibraciones de superficie

B
W‘*
— - Frecuencia activa: 0.7 Hz a 1 KHz

e (Opcional) Estabilizacion de Temperatura para minimizar el efecto de deformacion térmica del cuerpo del AFM
® Dimension: 1,000 x 1,030 x 1,460 mm (exterior)
e Peso: 661 Kg

Aislamiento de vibracion

Aislamiento activo de vibracion (AVI)

e Provee aislamiento activo de vibracidn con retroalimentacion de velocidad directa a través de
transductores magnéticos para cancelar la vibracion de superficie

e Fuertemente recomendada para adquisicion de imagen de alta resolucion

e Activo de 0.7 Hz a 1 KHz

NX10 I XE7 |

Aislamiento pasivo de vibracion (PVI)
- Provee un econémico y altamente efectivo aislamiento de vibracion optimizado para el AFM NX10

e Frecuencia natural horizontal de 1.5 ~ 2.5 Hzy frecuencia natural vertical de 0.5 Hz
e Frecuencia vertical es sintonizable a 0.5Hz

Eliminacion de descarga estatica

Photolonizer

© e Sistema de lonizacion para remover cargas electroestaticas usando el efecto de fotoionizacion
- Fuente: Rayos X leves
- Potencia méxima: 5 keV
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Park AFM Opciones y Accesorios
Opciones de adquisicion de imagen en liquido

Park provee un extenso rango de opciones y accesorios, incluyendo control de temperatura y flujo de liquidos para escaneo de muestras en liquido. Esto le
permite a su microscopio AFM escanear no solo materiales en condiciones ambientas, sino también a esos que estan inmersos en liquidos, especialmente las

Opciones de Sistema

Expanda la funcionalidad de su microscopio AFM con las siguientes opciones de hardware y software. Estas opciones les proveen un acceso mas amplio a sus
sefiales AFM, y mejor control del rendimiento de su microscopio AFM.

X WX Signal Access Module

Modulo de seial de acceso

® Acceso a sefiales analdgicas de entrada y salida de los instrumentos AFM
e |as sefiales pueden ser cambiadas individualmente de operacion normal a entrada de usuario

Calibracion de la constante elastica mediante el Método Térmico

e Calibracion de la constante elastica mediante analisis termal de vibracion del cantiléver

XE15 I XE7

Control Active Q

o Control activo del factor Q de oscilacion del cantiléver, en aire, desde 0 hasta mas de 5000
e Rango de Reduccién/Expansion de radio Q: 1/40 ~ 20 (tipico)
e Ancho de banda: 180 Hz a 640 KHz

XER

e Protocolo de comando para controlar el XEP mediante programas codificados por el usuario
e Funciones para acceder/controlar los pardmetros de control de escaneo

Software XEA para Sistema de Navegacion Automatico

ePermite escaneo automatico secuencial SPM y rutinas de andlisis, especificado por receta del cliente
e | ocaliza automaticamente las dreas de interés, navega hacia el punto de medicion deseado mediante reconocimiento de patrones
e Reconoce automaticamente una punta de prueba mediante reconocimiento de patron del cantiléver.
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muestras bioldgicas.

Soporte en liquido

e Adquisicion de imagen de Contacto y No Contacto en ambientes liquidos
e Ambiente de célula-cerrada cuando se lo combina con la Celda de Liquido Universal
e Quimicamente resistivo a condiciones &cido/base

Celda de liquido abierta

® Recipiente liquido hecho de PTCFE
e Resistente contra soluciones corrosivas

Celda de Liquido Universal con calentamiento y enfriamiento de platina

e Celda liquida abierta/cerrada con perfusion liquida/gaseosa y calentamiento/enfriamiento de muestra
e Rango de temperatura: 4°C - 70 °C (en liquido), 0 °C - 110 °C (en aire)

e Volumen liquido: 1000

e Tamafio de muestra: max. dia. 15 mm, hasta 1.5 mm max.

Kit Electroquimica de Mejora para Celda de Liquido Universal

 Mejora para habilidad EC a la Celda de Liquido Universal

Camara de Células Vivas y Gas Mixer para la Camara de Células Vivas

e Controla temperatura, humedad y pH
e Rango de control de temperatura: RT - 60 °C
e Controla el pH de la Cdmara de Células Vivas proveyendo mezcla de gas CO2

Celda Electroquimica (EC)

e Tamafio de muestra: 12.3 x 12.3 mm a 16.4 x 18.4 mm,
hasta 2.2 mm de grosor (AFM); 6 x 6 mm a 16.4 x 18.4 mm, hasta 2.2 mm de grosor (para STM)
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Opciones de control ambiental

El control ambiental de Park provee condiciones dptimas de medicion al proteger la muestra de efectos ambientales. Las muestras pueden cambiar sus

propiedades, pueden degradarse o alterar su forma dependiendo de los cambios ambientales. El control ambiental de Park prevé o aisla las muestras de
tales condiciones.

Opciones de temperatura de control

—— Platina de control de temperatura 1

e Control de temperatura de la muestra en condiciones ambientales usando el dispositivo Peltier
e Rango de temperatura: -25 °C - 180 °C
s e Calentamiento y enfriamiento activo

Platina de control de temperatura 2

e Control de temperatura de la muestra en condiciones ambientales
e Calentamiento y enfriamiento activo
e Rango de temperatura: temperatura ambiente hasta 250 °C

Platina de control de temperatura 3

e Control de temperatura de la muestra en condiciones ambientales
e Calentamiento activo y enfriamiento pasivo
e Rango de temperatura: temperatura ambiente hasta 600 °C

Kit de circulacion refrigerante para Control de temperatura

e Circulacion refrigerante usada en la Celda Liquida Universal y Platina de control de temperatura 1
e Incluye una bomba de agua y una celda de agua
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Opciones de control atmosférico

EnviroChamber (Glove Box) para NX10

e Dimension: 740(L) x 625(D) x 710(H)mm / Peso: 50Kg
® Rango de presion de trabajo: -12mbar a +12mbar

e Gas de trabajo: Aire, Ar, N2

e Humedad: 20 ~ 80% (+ 5%)

NX10 I XE7 |
3@! Sistema de control de humedad

1 e Controla la humedad de la opcion Glove Box
{ - e Rango de control de humedad: desde 2 hasta 90 %

Opciones de Control de Campo Magnético

NX10 Illla..

Generador de Campo Magnético para NX

e Acoplamiento al Cabezal Estandar Park NX AFM para aplicar campo magnético a la muestra
e Intensidad ajustable del campo magnético
e|ntensidad maxima de campo: 500 gauss (+10% variacion)

Generador de Campo Magnético para XE

* Acoplamiento al escaner XY Park XE7's 50 pm para aplicar campo magnético a la muestra
e Intensidad ajustable del campo magnético
e|ntensidad maxima de campo: 300 gauss (+10% variacion)




Opciones y Accesorios

Park AFM Opciones y Accesorios Modos Avanzados AFM

SCM para NX

e Scanning Capacitance Microscopy

e Incluye modulo SCM, resonador RF, soporte SCM, y software
- Rango de frecuencia RF: 600 — 1500 MHz

Accesorios SCM para XE

e Scanning Capacitance Microscopy
e Incluye el médulo SCM, soporte de muestra SCM, soporte de baja capacitancia, y software

Conductive AFM (CP-AFM) para NX
e Mide la conductividad de una muestra con alta resolucion lateral

ﬂ'm. M‘ mﬂ m - Rango de ganancia: 7 rangos (Rango efectivo desde 106 hasta 1019 V/A)

- - - - AXI i i i - /\ i
Al e Ae G El T voltaje Rango maximo de corriente medible: -10 pA a 10 pA (a 1076 V/A ganancia)

e Kit de herramientas para aplicar alto voltaje para Nanolithography, EFM, Conductive AFM, o ULCA
e Aplicacion de alto voltaje a la punta o a la muestra mezclando sefiales DC y AC

- Rango de voltaje DC: 500 V (externo), =10 V (interno)

- Rango de voltaje AC: 10V

Conductive AFM (CP-AFM) para XE
e Mide la conductividad de una muestra con alta resolucion lateral
e Corriente maxima medible: -100 yA a 100 pA

L

H
H

Variable Enhanced Conductive AFM (VECA)

e Mide la conductividad de una muestra con alta resolucion lateral y sensibilidad

ml- m mﬂ m - Rango de ganancia: 7 rangos (10/3 a 1019 V/A)

Soporte de tipo C|Ip Rango maximo de corriente medible: -10 mAa10 mA (a 10/3 V/A de ganancia)
e Soporte al cual se le adjunta un chip cantiléver mediante clip Ultra Low-Noise Conductive AFM (ULCA)
- Frecuencia de oscilacion NCM: Hasta 3 MHz e Mide corrientes eléctricas sub-pico ampere de muestras altamente resistivas con minimo ruido

- Corriente maxima medible: 100 pA

- No magnético - Corriente minima medible tan pequefia como 0.1 pA (rms) o menor

e \/oltaje a la punta aplicable desde — 10V hasta +10V

Kit de herramientas SSRM

e Scanning Spread Resistance Microscopy

Photocurrent Mapping (PCM)

 Mide la respuesta fotoeléctrica a un tiempo determinado de iluminacion, sin interferencia de fuente de luz no deseada,
* Soporte para pipetas de cuarzo y vidrio (704-0047, 704-0046) de los cuales su didmetro externo es 1.0 mm incluyendo la retroalimentacion del laser
e Incluye electrodos Ag/AgCl

Soporte de Pipeta

- Resolucion de corriente eléctrica: 0.03 nA
- Resolucién de tiempo de adquisicion: 20 psec
- Andlisis automatico de tiempo de vida desde curvas fotoamperadas

Portador de Chip de tipo Clip Enhanced EFM
e Para modos Enhanced EFM, Scanning Kelvin Probe Microscopy (SKPM), Dynamic Contact EFM (DC-EFM) y Piezoresponse Force Microscopy (PFM)

e Portador de Chip montado a cantiléver mediante clip de resorte

e Conductivo eléctrico STM

* Dos orificios para la montura de pre alineamiento al soporte ° SCRan“inngU””e“ng, l\/Ii4croscopy(1 076 3 1079 VIA)
- Rango de ganancia: 4 rangos a

Kit de herramientas STM
e Scanning Tunneling Microscopy mediante un amplificador de corriente externo
e Afiadir al VECA (080-1001) para STM

SThM

e Scanning Thermal Microscopy

e Mide las propiedades térmicas de la superficie de la muestra
- Rango de temperatura: RT — 160°C

Nanolithography

e Generacion de patron a nanoescala con el XEL, un paquete de software lithopraphy propio de Park
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